Wymagania minimalne dla  „Systemu  do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia 
w zakresie małych deformacji” 

	Lp.
	Nazwa parametru


	Spełnia (S)/
nie spełnia (NS)

	1. 
	Urządzenie pracuje w oparciu o zasadę interferometrii plamkowej
	

	2. 
	Jeżeli urządzenie nie pracuje w oparciu o zasadę interferometrii plamkowej to Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia działającego w oparciu o inną metodę niż interferometria plamkowa pod warunkiem, że jego parametry techniczne umożliwiają pomiary przemieszczeń z dokładnością zawierająca się w przedziale od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m w zakresie od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m . 
	

	3. 
	Współpraca z elektromechanicznymi maszynami wytrzymałościowymi
	

	4. 
	Urządzenie umożliwia prowadzenie badań materiałów w postaci próbek w wymiarach standardowych i niestandardowych jak: minipróbki
	

	5. 
	Wyposażone w głowicę wysokiej rozdzielczości 
	

	6. 
	Wyposażone w filtr światła dziennego
	

	7. 
	Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie systemu pozwalającego na poprawną pracę także przy dostępie światła dziennego i niewymagającego zastosowania filtra światła dziennego pod warunkiem, że parametry techniczne oferowanego systemu umożliwią pomiary przemieszczeń z dokładnością zawierającą się w przedziale od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m w zakresie od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m
	

	8. 
	Bezkontaktowy pomiar przemieszczeń/odkształceń
	

	9. 
	Minimalne wymiary analizowanej powierzchni od 0.7mm×1mm
	

	10. 
	Pole powierzchni do analizy w skali standardowej, do 250mm2
	

	11. 
	Częstotliwość interferometrycznego układu optycznego 

od wartości większej lub równej 0.05Hz do mniejszej lub równej 10Hz
	

	12. 
	Wartości graniczne rozdzielczości pomiarowej układu optycznego

W kierunku osi X min. 900 [px] 

W kierunku osi Y min. 900 [px]
	

	13. 
	Dokładność pomiaru przemieszczenia od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m 
	

	14. 
	Zakres pomiaru przemieszczenia od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m
	

	15. 
	System mocowania z możliwością precyzyjnego pozycjonowania elementów systemu
	

	16. 
	Oprogramowanie do sterowania urządzeniem i uzyskiwania wyników badań w postaci polowych obrazów w układzie dwu i trójwymiarowym
	

	17. 
	Moduł do przeprowadzania obliczeń matematycznych
	

	18. 
	Automatyczne analizowanie deformacji z trzech kierunków
	

	19. 
	Wyznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie
	

	20. 
	Wyznaczanie pola przemieszczeń/odkształceń/naprężeń w układzie dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D)
	

	21. 
	Obliczanie parametrów materiałowych jak: moduł Younga, współczynnik Poissona
	

	22. 
	Wyznaczanie wartości i kierunków naprężenia stycznego, naprężeń głównych, naprężenia zredukowanego
	

	23. 
	Określanie wartości odkształceń i naprężeń w dowolnym punkcie pomiarowym bądź wskazanym obszarze
	

	24. 
	Jednoczesne wyświetlanie wielu wyników w postaci graficznej
	

	25. 
	Zapis wyników w postaci obrazów z rozszerzeniem dla plików graficznych
	

	26. 
	Zapis danych w pliku kompatybilnym z oprogramowaniem MS Excel, Grapher, Dadisp,  na przykład ASCII
	

	27. 
	Przenośne stanowisko komputerowe
	

	28. 
	Monitor profesjonalny do zastosowań graficznych z matrycą IPS
w rozmiarze przekątnej min. 23”
	

	29. 
	Instrukcja obsługi programów w języku polskim
	

	30. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
	

	31. 
	Szkolenie
	

	32. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	

	33. 
	Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym
	


